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１．概要（Summary） 

細胞は培養基板上に接触して生存する.マイクロ構造

が付与されたマイクロ構造化表面上で細胞を培養すると、

マイクロ構造のサイズやパターンに応じてふるまいを変化

させる。利用者の研究室ではマイクロ構造表面における

細胞の運動特性を理解することで,細胞の運動を外的にコ

ントロールが可能な生体材料の設計指針を得ることを目

的とした研究を進めている。今回、マイクロ構造化表面に

おける細胞の運動特性を評価するための表面の作製を

行った。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
レーザー直接描画装置 

 高速シリコン深掘りエッチング装置 
 
【実験方法】 

微細突起構造の設計値は幅 1～10 µm，高さ 10 µm
とした。約 2 cm 角のシリコンウエハーの表面にレジスト

（ SIPR 3251 ） を塗布し、レーザー直接描画装置

（DWL66+）により露光し、保護膜をパターニングした。高

速シリコン深掘りエッチング装置（MUC-21 ASE-
Pegasus）を用いてシリコンエッチングを行い、微細突起

を形成した。微細突起を PDMS に転写して微細溝が付

与された培養基板とし、上皮系、間葉系の細胞を培養し

て微細溝に接触後の運動特性を評価した． 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
作製した微小突起構造を Fig.1 に示す。 幅 2 µm 以

上，高さ10 µmの微小突起構造を作製することができた． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 SEM images of a ridge with 2 µm (a, b), 5 µm 
(c) or 10 µm (d) in width and 10 µm in height. (a) 
shows the cross sectional view. (b), (c) and (d) show 
the top views respectively. 
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